Modulare Seminarreihe

Sol-Gel-
Verfahren

Thermisches
Spritzen
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Starke Produkte durch
dinne Schichten

Innovationen mit Schichttechnologien

» Sol-Gel-Verfahren in der Beschichtungs-
technik

Arc-Verfahren und
Aufdampfen

* Thermisches Spritzen
e Kathodenzerstaubung — Sputtering
e Arc-Verfahren und Aufdampfen

» Galvanotechnische Verfahrens- und
Anlagentechnik
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Wissen nutzen — erfolgreicher sein!

Erst die Funktionalisierung der Oberflachen durch Modifizier-
ungen, insbesondere durch Beschichtungen, erzeugt gezielt ange-
strebte Eigenschaften. Dies betrifft z.B. die Farbe, den Glanz, die
Haptik, aber auch eine erhéhte Lichtdurchlassigkeit, verringerte
Reflexion, spektrale Filterwirkung und elektrische Leitfahigkeit.

Die rasche technologische Entwicklung bewirkt, dass das Wissen

von heute bereits morgen nicht mehr dem aktuellen Wissensstand
entspricht. Die wirtschaftlich erfolgreiche Umsetzung neuer Ideen
in Verfahren und Produkte ist fur jedes Unternehmen eine Chance.

Um die permanenten Veranderungen und Erweiterungen beste-
hender Beschichtungstechniken tibersichtlich vorzustellen, bietet
OTTI eine modulare Seminarreihe mit qualitativ hochwertigen
und topaktuellen Informationen an. Die komprimierte Darstellung
der einzelnen Techniken und die Vermittlung erkennbarer neuer
Entwicklungstendenzen ist sicherlich ein grof3er Gewinn fir jedes
Unternehmen.

Vakuum

in Forschumg und Prasis

Galvanotechnik

Seminarmanagement

Claudia Bomber

OTTI, Seminare und Fachforen Bereich Technik
Wernerwerkstralie 4,

93049 Regensburg

Telefon +49 941 29688-56
claudia.bomber@otti.de

© Fraunhofer IWS

Modulare Seminarreihe

Sol-Gel-Verfahren in der
Beschichtungstechnik (scv)

Sol-Gel-
Verfahren

Ihre fachliche Leitung

PD Dr. Peer Lobmann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer-
Institut fur Silicatforschung ISC, Wiirzburg

Dr. Peer Lobmann studierte in Wiirzburg und
Albany (NY) Chemie, bevor er am Fraunhofer-
Institut fur Silicatforschung (ISC) auf einem
Gebiet der Sol-Gel Chemie promovierte. In
seiner Habilitation am Lehrstuhl fiir Silicat-
chemie an der Universitat Wurzburg beschéf-
tigte er sich mit Biomineralisation und biologisch-inspirierter
Materialsynthese. Seither ist Dr. Lobmann wieder am ISC in der
anwendungsorientierten Forschung auf dem Gebiet der ,,Anor-
ganischen Materialien aus flussigen Vorstufen* tatig und lehrt an
der Universitat Wirzburg. Seine in Praxis und Lehre gesammelten
Erfahrungen finden ihren Niederschlag in zahlreichen Veroffent-
lichungen.

Teilnehmerkreis

* Geschaftsflihrer und Betriebleiter

* Fach- und Fuhrungskréfte aus der metall- und kunststoff-
verarbeitenden Industrie, Automobil- und Zuliefererindustrie,
der Optik, Solarindustrie und Modulhersteller, der Flach- und
Hohlglasherstellung sowie Leuchtkérper- und Leuchtmittel-
hersteller

« Mitarbeiter, Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Kon-
struktion, Technologie, Fertigung und Qualitétssicherung aus
der Dunnschicht- und Oberflachentechnik

« Materialwissenschaftler und alle, die neue wettbewerbsfahige
Produkte entwickeln oder die Leistungsfahigkeit vorhandener
Produkte steigern mochten

Termine

21./22. November 2012 im Fraunhofer-Institut ISC in Wiirzburg
20./21. November 2013 im Fraunhofer-Institut ISC in Wiirzburg
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Programm

1. Tag, 09:00 bis 17:15 Uhr
Zum Konzept des Seminars
. Grundlagen |

* Geschichte der Sol-Gel
Chemie

« Stoffklassen und chemische
Reaktionen

N e

3. Grundlagen Il
= Theorie der Filmtrocknung
= Nasschemische Beschich-
tungstechniken

4. Grundlagen Il
= Schichtverdichtung und
Héartung
= Materialien und Mikrostruk-
turen

Diskussionsrunde zu den
Grundlagen | bis Il

Laborbesichtigung
im ISC Wirzburg
(ca. 15:45 bis 17:00 Uhr)
= Beispiele fiir Beschich-
tungsmaterialien
= Tauchbeschichtung
= Praktische Aspekte

Stadtfiihrung mit anschlief3-
endem Erfahrungsaustausch
zwischen Teilnehmern und
Referenten bei einem gemein-
samen Abendessen

tr Fraunhofer]ISC

BiIdnachweis:J@ K.Dobberke

2. Tag, 08:30 bis 15:00 Uhr
1. Anwendungen |

= TiO,-Duinnschichten fir
optische Anwendungen
- Details zur Aufskalierung
= Barriereschichten

. Anwendungen Il

= Kratzschutzschichten
= Transparente elektrische
Leiter

Diskussion zu den
Anwendungen | und Il

. Anwendungen IlI

= Piezoelektrische Schichten
e Farbschichten

. Anwendungen IV

= Antireflexschichten
= Selbstreinigende
Oberflachen

Diskussion zu den
Anwendungen Il und IV

. Anwendungen V

= Materialien flr die Energie-
technik

Diskussion zu den

Anwendungen V

. Spezifische Charakterisie-

rung von Sol-Gel Schichten

* REM, UV-Vis Spektroskopie

« Ellipsometrie, Ellipsome-
trische Porosimetrie (EP)

© Christian Huller

Modulare Seminarreihe

Thermisches Spritzen (Tsp)

Ihre fachliche Leitung
Prof.-Dr.-Ing. Christoph Leyens

Abteilungsleiter Thermisches Beschichten und
Generieren am Fraunhofer-Institut fiir Werk-
stoff- und Strahltechnik IWS Dresden, sowie
Direktor des Instituts fiir Werkstoffwissen-
schaft der Technischen Universitat Dresden

Thermisches
Spritzen

Prof. Leyens studierte Metallurgie und Werk-
stofftechnik an der RWTH Aachen. Von seiner
Alma Mater erhielt er 1993 das Diplom; 1997 wurde er promo-
viert und 2005 habilitierte er sich fiir das Gebiet ,Werkstoffe der
Luft- und Raumfahrt“. Nach leitenden Positionen beim Deutschen
Zentrum flr Luft- und Raumfahrt e.V. in KéIn und an der Bran-
denburgischen Technischen Universitét Cottbus forscht er nun in
Dresden. Seine Arbeiten zu Leichtbau- und Hochtemperaturwerk-
stoffen und zur Oberflachentechnik sind in mehr als 180 Publikati-
onen, sieben Biichern und neun Patenten dokumentiert.

Ihre Referenten

Dr. Lutz-Michael Berger
Gruppenleiter, Fraunhofer-
Institut IWS, Dresden

Dr.-Ing. Klaus Nassenstein
Geschéftsfuhrer, GTV
VerschleiRschutz GmbH,

Luckenbach
Dr. Filofteia-Laura Toma uckenbad

Wissenschaftliche Mitarbeiter-
in, Fraunhofer-Institut IWS,
Dresden

Dipl.-Ing. Jens Putzier
Geschaftsfihrer, Putzier
Oberflachentechnik GmbH,
Leichlingen

Teilnehmerkreis

* Geschéftsfihrer und Betriebsleiter

= Fach- und Fuhrungskréafte aus Maschinen- und Anlagenbau,
Energie- und Verkehrstechnik, Medizintechnik, Fertigungs-
technik, Werkstoff- und Oberflachentechnik

= Ingenieure, Naturwissenschaftler, Techniker und Mitarbeiter
aus Entwicklung, Konstruktion, Technologie, Fertigung und
Qualitatssicherung

= Materialwissenschaftler und alle, die neue wettbewerbsfahige
Produkte entwickeln oder die Leistungsfahigkeit vorhandener
Produkte steigern mochten

Termine

23./24. Januar 2013 im Steigenberger de Saxe in Dresden
22./23. Januar 2014 im Steigenberger de Saxe in Dresden
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Programm

1. Tag, 09:00 bis 17:15 Uhr

1. Grundlagen und Prinzipien
des Thermischen Spritzens
= \lerfahrensprinzipien
= Ubersicht tiber die Spritz-
verfahren und ihre Bedeu-
tung

= Werkstoffe und Schicht-
aufbau

= Wirtschaftliche Parameter
und Anwendungen

2. Werkstoffe und Verfahren —
Wechselwirkungen bei der
Schichtherstellung
= Werkstoffeinsatzformen
(Pulver, Drahte, Suspen-
sionen)

= Plasmaspritzverfahren und
Werkstoffe, Hochgeschwin-
digkeitsflammspritzverfah-
ren und Werkstoffe

= Multifunktionale Schichten
und Mehrlagenschicht-
systeme

3. Schichtcharakterisierung

und -eigenschaften (Teil I)

* Mikrostrukturen und
Zusammensetzungen

= Mechanische und tribolo-
gische Eigenschaften

= Elektrische Eigenschaften

« Warmephysikalische Eigen-
schaften

= Andere Eigenschaften

Laborbesichtigung
im IWS Dresden
(ca. 16:00 bis 17:00 Uhr)
* Besuch Technikum des IWS

= Thermisches Spritzen, Sprit-

zen mit Suspensionen

= Thermisches Beschichten
und Generieren mittels
Laserstrahl

= Ausstellung Kompetenz-
spektrum Fraunhofer IWS

Stadtfihrung mit anschliel3-
endem Erfahrungsaustausch
zwischen Teilnehmern und
Referenten bei einem gemein-
samen Abendessen

2. Tag, 08:30 bis 14:45 Uhr

1. Schichtcharakterisierung und
-eigenschaften (Teil Il)
Fortsetzung vom Vortag

2. Thermisches Spritzen aus
Sicht eines Systemherstel-
lers
= Systemtechnik fur das
Thermische Spritzen

* Gasversorgung

= Online Kontrolle des Spritz-
prozesses

« Marktpotenziale

3. Thermisches Spritzen aus

Sicht eines Lohnbeschichters

* Spritzprozesse, Anwen-
dungsbeispiele

= Normen, Gesundheits- und
Arbeitsschutz

= Ausbildung von Fach-
personal

« Qualitatssicherung

4. Thermisches Spritzen —
Vergleich mit alternativen
Verfahren
« Duinnschichtverfahren mit
hoher Auftragsrate

= Laserauftragschweillen

= Kriterien zur richtigen Ver-
fahrenswahl

Ausblick, Zukunftstrends,
Abschlussdiskussion

Modulare Seminarreihe

Sputtering (KAT)

Kathodenzerstaubung —

Ihre fachliche Leitung

Prof. Dr. Glinter Brauer
Institutsleiter, Fraunhofer-Institut fir Schicht-
und Oberflachentechnik IST, Baunschweig

Nach Abschluss seines Physikstudiums an der
Justus Liebig-Universitat GieRen arbeitete Herr
Prof. Dr. Brauer als Physiker in der Entwicklung
bei Leybold-Heraeus in Hanau. Danach war er
von 1992 bis 1999 als Leiter der Diinnschichtent-

wicklung bei der Leybold Systems GmbH tétig. Neben seiner
Tatigkeit als Institutsleiter des Fraunhofer IST unterrichtet er als
Professor fiir Schicht- und Oberflachentechnik an der Technischen
Universitat Braunschweig. Seit 2003 leitet er zudem das Institut
fur Oberflachentechnik an der TU Braunschweig.

Ilhre Referenten

Dr. Thomas Jung
Gruppenleiter, Fraunhofer-
Institut IST, Braunschweig

Dr. Andreas Pflug
Gruppenleiter, Fraunhofer-
Institut IST, Braunschweig

Teilnehmerkreis

Dr. Ralf Bandorf
Gruppenleiter, Fraunhofer-
Institut IST, Braunschweig

Dr. Michael Liehr
Technical Consultant, Biidingen

= Geschaftsfuhrer und Betriebleiter

* Fach- und Fuhrungskrafte aus den Bereichen Beschichtung,
Maschinen- und Anlagenbau, Automobil- und Zulieferer-

industrie

= Ingenieure, Techniker, Physiker und Materialwissenschaftler
aus Entwicklung, Konstruktion und Fertigung

= Mitarbeiter aus der Qualitatssicherung

Termine

20./21. Februar 2013 im Mévenpick Hotel in Braunschweig
19./20. Februar 2014 im Mévenpick Hotel in Braunschweig




Programm

1. Tag, 09:00 bis 17:30 Uhr

1. Grundlagen der Kathoden-
zerstaubung

* Plasmatechnische Grund-

lagen
« Zerstaubungstheorie/
GesetzmaRigkeiten

2. Magnetronzerstaubung
« Die Magnetronkathode
= Reaktive Sputterprozesse

* Puls-Magnetron-Sputtern

= Aktuelle Entwicklung

3. Hohlkathodenentladungen
= Grundlagen
= Gasflusssputtern
* Anwendungsbeispiele
= Potenziale und Grenzen

Laborbesichtigung
im IST Braunschweig
(ca. 15:45 bis 17:00 Uhr)
= Schichtanalytik und
Schichtcharakterisierung
= Transferzentrum tribolo-
gische Schichten
= GrofRflachenbeschichtung
und Prézisionsoptik
* Gasfluss Sputterauflagen
= Inline-Beschichtungen

Stadtfiihrung mit anschlief3-
endem Erfahrungsaustausch
zwischen Teilnehmern und

Referenten bei einem gemein-

samen Abendessen

Bildnachweis:

. Tag, 08:30 bis 14:30 Uhr

. Simulation von

Plasmaprozessen

. HIPIMS

* Was ist HIPIMS?

= Generatoren und Prozess-
technologie

= Schichteigenschaften

* Anwendungsbeispiele

. Industrielle Anwendungen

und Anlagentechnik
= Architekturglas
= Hartstoffschichten
= Prazisionsoptik

Modulare Seminarreihe

Arc-Verfahren und Aufdampfen
(ARC)

Ihre fachliche Leitung

Prof. Dr. Andreas Leson

Stellvertretender Institutsleiter und Abteilungs-
leiter, Fraunhofer-Institut fur Werkstoff- und
Strahltechnik IWS, Dresden

Seit mehr als 14 Jahren ist Prof. Dr. Leson beim
‘ ‘ Fraunhofer IWS als stellvertretender Insti-

A tutsleiter und Leiter der Abteilung PVD- und
Nanotechnologie téatig. Daneben hélt er Vorlesungen an der TU
Dresden in der Fakultat Maschinenwesen. Herr Prof. Dr. Leson ist
zudem Vorstandsmitglied der Européischen Forschungsgesell-

schaft Diinne Schichten e.V. und vertritt beim Verein Deutscher
Ingenieure e. V. das Thema Nanotechnik.

lhre Referenten

= Datenspeicher

Zusammenfassung, Ausblick,
Zukunftstrends

Prof. Dr. Christoph Metzner
Bereichs- und Abteilungslei-
ter, Fraunhofer-Institut FEP,
Dresden

Dr. Volker Weihnacht
Gruppenleiter, Fraunhofer-
Institut IWS, Dresden

Dr. Otmar Zimmer
Gruppenleiter, Fraunhofer-
Institut IWS, Dresden

Dr. Henry Morgner
Projektleiter, Fraunhofer-
Institut FEP, Dresden
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Dr. JOrg Vetter

R & D - IP - Manager, Sulzer
Metaplas GmbH , Bergisch
Gladbach

Teilnehmerkreis

« Geschéaftsfilhrer und Betriebsleiter

= Fach- und Fuhrungskréafte aus den Bereichen der Beschich-
tungs- und Oberflachentechnik, des Maschinen- und Anla-
genbaus, der Automobil- und Zuliefererindustrie sowie der
metallverarbeitenden und optischen Industrie

= Ingenieure, Techniker, Physiker und Materialwissenschaftler
aus Entwicklung, Fertigung und Qualitatssicherung

Termine

13./14. Marz 2013 im Steigenberger de Saxe in Dresden
12./13. Marz 2014 im Steigenberger de Saxe in Dresden
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Programm

1. Tag, 09:00 bis 17:15 Uhr

1. Grundlagen und Technologie
des Arc-Verfahrens
= Einordnung, Geschichte des
Arc-Verfahrens
= Grundlagen (Bogenentla-
dung, Brennflecken, ...)
= gepulste und ungepulste
Verfahren
« Verdampfer, Prinzipien,
Konstruktionen
2. Herstellung hart-amorpher
Kohlenstoffschichten, Heraus-
forderungen und Losungen
« Arc-Abscheidung von
amorphen ta-C Kohlenstoff-
schichten
= Droplet- Partikelentstehung
und -auswirkung
= Plasmafilter (Prinzipien und
Typen)
= Industrielle Anwendungs-
beispiele
3. Werkzeug und Komponenten-
beschichtung in der industri-
ellen Praxis
= Reaktive Prozesse und Kom-
binationsverfahren
= Arc-Abscheidung von Hart-
stoffschichten
= Industrielle Arc-Anlagen
« Anwendungen

Laborbesichtigung im
IWS und FEP Dresden
(ca. 15:50 bis 17:00 Uhr)

= Beschichtungsanlagen auf
der Basis des Arc-Verfahrens

= Anlagen zur Abscheidung
harter Kohlenstoffschichten
auf Bauteilen und Kompo-
nenten (Laser-Arc)

« Anlagen und Einrichtungen
zur Elektronenstrahltechnik
und zur Elektronenstrahlbe-
dampfung

© Fraunhofer IWS

« Bedampfungsanlagen fiir
Bauteile, Kunststoff-Folien,
Platten und Metallbander
(VERSA, novoFlex®, MAXI)

« Einrichtungen zur Entwick-
lung und Erprobung von
Elektronenkanonen fir die
Bedampfung

Stadtfuhrung mit anschlie3-
endem Erfahrungsaustausch
zwischen Teilnehmern und Refe-
renten bei einem gemeinsamen
Abendessen

2. Tag, 08:30 bis 14:30 Uhr

1. Grundlagen der Elektronen-

strahlverdampfung

« Was ist Elektronen strahlbe-
dampfung /-verdampfung?

« Grundlagen der Verdampfung

= Elektronenkanonen fir die
Verdampfung

= Typische Verdampferkonfigu-
rationen

2. Plasmaaktivierte, reaktive

Elektronenstrahlbedampfung

« Einfiihrung

= Kombination der Elektro-
nenstrahlverdampfung mit
gefuhrten Bogenentladungen

= Wirkung der Plasmaaktivier-
ung auf die Eigenschaften der
abgeschiedenen Schichten

3. Anwendungen der Elektro-

nenstrahlbedampfung

= Beispiele: Beschichtung von
optischen Linsen, Turbinen-
schaufeln, metallischen Ban-
dern und Kunststoff-Folien

= Anlagentechnik: Batch-
Anlagen und kontinuierliche
Bandanlagen

= Perspektiven der Elektronen-
strahlbedampfung

Zusammenfassung, Ausblick,
Entwicklungstrends

Modulare Seminarreihe

und Anlagentechnik (GAL)

Ihre fachliche Leitung

Dr. Martin Metzner

Abteilungsleiter Galvanotechnik, Fraunhofer-

rung IPA, Stuttgart

Dr. Metzner leitet am Fraunhofer IPA die
Abteilung Galvanotechnik. Nach Abschluss des
Studiums der Oberflachentechnik und Werk-

stoffkunde an der Fachhochschule Aalen trat er 1996 am IPA in die

Abteilung Galvanotechnik (ehemals Schichttechnik) ein. Parallel
zur Tatigkeit am Fraunhofer IPA hat Dr. Metzner an der TU lIme-

nau ein Studium im Fachgebiet Elektrochemie und Galvanotechnik

abgeschlossen und dort promoviert.

Er ist unter anderem Mitglied des Fachausschusses Forschung

der DGO und des Fachausschusses Beschichtungsstoffe der DFO.
Seine in Praxis und Lehre gesammelten Erfahrungen finden ihren

Niederschlag in zahlreichen Veroffentlichungen.

Teilnehmerkreis

* Geschéaftsfihrer und Betriebsleiter

= Branchenubergreifend Fach- und Fiihrungskrafte, inshe-
sondere aus der metallverarbeitenden Industrie, der Chemie
und Kunststoffverarbeitung, der Automobil- und Zuliefererin-
dustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektro- und
Medizintechnik

= Mitarbeiter, Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Kon-
struktion, Technologie, Produktion, Fertigung und Qualitats-
management

= Produktionsverantwortliche fiir galvanotechnische Bereiche
sowie Anwender von galvanischen Schichten

= Materialwissenschaftler und alle, die neue wettbewerbsfahige
Produkte entwickeln oder die Leistungsfahigkeit vorhandener

Produkte steigern moéchten

Termine

17./18. April 2013 im Fraunhofer-Institut IPA in Stuttgart
02./03. April 2014 im Fraunhofer-Institut IPA in Stuttgart

Galvanotechnische Verfahrens-

Institut fr Produktionstechnik und Automatisie-
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Programm

[

. Tag, 09:00 bis 17:15 Uhr

. Grundlagen der galvanischen

Abscheidung

* Abscheidemechanismen und
Funktionsweise

= Aufbau galvanischer
Elektrolyte

» Einflussfaktoren

. Verfahrenstechnische Rand-

bedingungen: Vorbehand-

lungen, Spultechnik

= Haftmechanismen

= Reinigung, Entfettung und
Beizen

* Spllsysteme

. Elektrochemische und physi-

kalische Wechselwirkungen
= Elektrokristallisation
= Schichteigenschaften
» Elektrodenreaktionen

Besichtigung des Galvanik-Tech-
nikum des Fraunhofer-Instituts
IPA (ca. 13:50 bis 14:50 Uhr)

= Galvaniklabor

« Analytik-Labore

= REM-Raum und Metallografie
« Galvanik-Bandanlagen

. Galvanische Anlagen-

entwicklung

« Prinzip des Beschichtungs-
ablauf

= Aufbau einer Galvanikanlage

= Stromverteilung und Schicht-
dickenverteilung

. Galvanische Sonderverfahren

= Dispersionsabscheidungen
= chemisch Nickel
= Mehrfachsysteme

Stadtfihrung mit anschlie3-
endem Erfahrungsaustausch
zwischen Teilnehmern und Refe-
renten bei einem gemeinsamen
Abendessen

2. Tag, 08:30 bis 14:30 Uhr
1. Elektrolytanalytik

« Spektroskopische Verfahren
= Chromatographische Verfahren

. Schichtanalytik

« Schichtdickenmessung

= Lichtmikroskopie, Raster-
elektronenmikroskopie

« Glimmentladungs-
spektroskopie

. Beispiele fiir Schadens-

analysen
« Vorgehensweise, Methodik
= Praxisbeispiele

. Energieeffizienz, Materialeffi-

zienz und Mitarbeiterschutz in
der Galvanotechnik

« Anoden- und Blendentechnik
= Anlagenausfuhrung

= Statistische Daten

Zusammenfassung, Ausblick,
Zukunftstrends

Modulare Seminarreihe

CVD-Beschichtungstechnologien
(CVD)

Ihre fachliche Leitung

Dr. Lothar Schéfer
Abteilungsleiter, Fraunhofer-Institut fiir Schicht- und Ober-
flachentechnik IST, Braunschweig

Durch seine Forschungen am neu gegriindeten Fraunhofer

IST trug er ab 1990 maRgeblich zum Erfolg des Instituts auf
dem Gebiet der CVD- Diamanttechnologie fir Werkzeuge und
Bauteile bei. Herr Dr. Schéfer ist einer der fiihrenden interna-
tional anerkannten Experten auf dem Gebiet der HeiRdraht-
aktivierten CVD-Technologie. Den Schwerpunkt seiner Arbeiten sieht er in der
Entwicklung und dem Transfer von neuen Technologien in die Industrie, fir die er
mit zwei Technologietransferpreisen ausgezeichnet wurde.

Dr. Michael Liehr

berét Unternehmen und Institute, deren Produkte oder
Entwicklungen durch vakuum- oder plasmabasierte Verfahren
hergestellt oder verbessert werden. Seine Expertise griindet
sich auf langjahrige Erfahrungen in verschiedenen Funktionen
im Vakuumanlagenbau.

Zuletzt war Dr. Liehr als Chief Technology Officer fiir die Tech-
nologieentwicklung und Verfahrensinbetriebnahme bei Leybold
Optics verantwortlich. Vor seiner Téatigkeit als Geschéftsfiihrer der Leybold Optics
Dresden GmbH war er Director R&D bei Applied Films GmbH.

Ihre Referenten

Dr. Frank Forster

Manager Process Development,
SOFTAL Corona & Plasma GmbH,
Hamburg

Dr. Matthias Fryda
Geschéftsleiter, Condias GmbH,
Itzehoe

Dr. Michael Liehr
Technical Consultant, Budingen

Dr. Matti Putkonen
Managing Director, BENEQ Oy,
Vantaa, Finnland

Hugo Tholense
Managing Director, BENEQ Germany,

Prof. Dr. Claus-Peter Klages
Herzogenrath

Abteilungsleiter, Fraunhofer-Institut

IST, Braunschweig Dr. Michael Thomas

Gruppenleiter, Fraunhofer-Institut
IST, Braunschweig

Jens Kromer
Entwicklungsleiter, Auer Lighting
GmbH, Bad Gandersheim

Teilnehmerkreis

= Geschéftsfuihrer und Betriebsleiter

* Fach- und Fiihrungskrafte aus metall- glas- und kunststoffverarbeitender
Industrie, Automobil- und Zuliefererindustrie, Maschinen- und Anlagenbau,
Optik, Solarindustrie und Modulhersteller, Halbleiter- und Elektronikindus-
trie, Leuchtkdrper- und Leuchtmittelhersteller

= Mitarbeiter, Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Konstruktion,
Technologie, Fertigung und Qualitatssicherung aus der Diinnschicht- und
Oberflachentechnik

= Naturwissenschaftler mit den Schwerpunkten Materialforschung oder
physikalisch-chemische Prozesstechnologie
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Termine

12./13. Juni 2013 im Mévenpick Hotel Braunschweig
14./15. Mai 2014 im Mévenpick Hotel Braunschweig
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Programm

1. Tag, 09:00 bis 17:30 Uhr
1. Grundlagen und Prinzipien
der chemischen Gasphasen-
abscheidung (CVD)
* Was ist CVD?
« Arten der chemischen Gas-
phasenabscheidung
« Schichtmaterialien mittels
CVvD
« Starken und Schwachen
2. Plasma-aktivierte chemische
Gasphasenabscheidung im
Vakuum (Plasma-CVD)
* Prinzip
« Starken und Schwachen
= Ausgesuchte Praxisbeispiele
zur Vielseitigkeit von Plas-
maverfahren
3. Plasma-aktivierte chemische
Gasphasenabscheidung unter
Atmospharendruck (Atmo-
sphéarendruck-Plasma-CVD)
« Grundlagen
* Modifikationen der Oberfla-
chen durch Atmospharen-
druck-Plasmen
= Einsatzmdglichkeiten und
neuere Entwicklungen

Laborbesichtigung im IST
Braunschweig
(ca. 15:45 bis 17:15 Uhr)
= Schichtanalytik und Schicht-
charakterisierung
= Transferzentrum tribolo-
gische Schichten
= Atmosphéarendruckplasmen
= Inline-Beschichtungen

Stadtfiihrung mit anschlie3-
endem Erfahrungsaustausch

zwischen Teilnehmern und Refe-

renten bei einem gemeinsamen
Abendessen

3.

— - e S
©OR. eier fir-Fraunhofer{ST

. Tag, 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr
. HeilRdraht-aktivierte chemische

Gasphasenabscheidung

= Grundlagen der HeiRdraht-
CVD-Prozesse

« \Verfahrensvarianten

= Diamant- und Silicium-
basierte Schichten

. Einzellagen-Abscheidung mit-

tels ,,atomic layer deposition*

(ALD)

« Das Prinzip der ALD

« Unterschiede zu anderen
CVD-Verfahren

« Schichtmaterialien

Produkte mit Plasma-CVD-

Beschichtungen

= Industrielle Aspekte

= Beschichtungsverfahren

« Qualitatssicherung

« Produktivitat

« Schichtspezifische Produkt-
eigenschaften
= Einsatzbereiche der Produkte

. Atmosphéarendruck-Plasma in

der industriellen Anwendung
« Industrielle Aspekte

= Qualitatssicherung

« Produktivitat

= Einsatzbereiche der Produkte

. Produkte mit HeilRdraht-

aktivierter CVD

= Industrielle Aspekte

« Beschichtungsverfahren

= Qualitatssicherung

« Produktivitat

« Einsatzbereiche der Produkte
Produkte mit ALD

« Industrielle Aspekte

= Beschichtungsverfahren

« Qualitatssicherung

* Produktivitat

= Einsatzbereiche der Produkte

Teilnahmegebihren und Leistungen

€ 850,00
€ 790,00

Pro Person pro Modul:
OTTI-Mitglieder pro Modul:

Unternehmen aus Oberfranken, Niederbayern und der Oberpfalz erhal-
ten eine Erméfigung von 50,00 € bei Buchung des jeweiligen Moduls.

In der Teilnahmegebihr sind jeweils Pausengetranke, Mittagessen, eine
Stadtfihrung, ein Abendessen und ausfihrliche Tagungsunterlagen
enthalten.

lhr Preisvorteil:

Bei Buchung des ersten Seminarmoduls:
Reguléare Teilnahmegebihr

Bei Buchung eines zweiten Seminarmoduls:
80,00 € Nachlass auf die Teilnahmegebuhr

Bei Buchung eines dritten Seminarmoduls:
130,00 € Nachlass auf die Teilnahmegebuhr

Bei Buchung eines vierten Seminarmoduls:
180,00 € Nachlass auf die Teilnahmegebuhr

Bei Buchung eines fuinften Seminarmoduls:
230,00 € Nachlass auf die Teilnahmegebuhr

Bei Buchung des sechsten Seminarmoduls:
280,00 € Nachlass auf die Teilnahmegebiihr

Die einzelnen Seminarmodule sind alle unabhéngig voneinander buch-
bar und bauen nicht aufeinander auf. Bei Buchung mehrerer Module
erfolgt ein gestaffelter Preisnachlass auf die Teilnahmegebuhr. Dieser
Nachlass ist nur fur eine Person giltig und nicht auf andere Personen
im Unternehmen tbertragbar.

Die Buchung der einzelnen Module und der damit verbundene Nachlass
sind im Zeitraum von November 2012 bis Mai 2014 guiltig. Bitte geben
Sie bei Ihrer Anmeldung immer an, wenn Sie ein zweites, ein drittes, ein
viertes, ein fuinftes oder das sechste Modul buchen.

Teilnahme- und Rucktrittsbedingungen

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung lhre Teilnahmeunterlagen. Die Teilnah-
megebuhren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung féllig. Bitte
Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstal-
tungseinlass kann nur gewahrt werden, wenn die Zahlung bei OTTI eingegangen ist.
Etwaige Anderungen aus dringendem Anlass behélt sich OTTI vor. Bei Stornierung
der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine Stornie-
rungsgebihr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 bis 15 Tagen vor Veranstaltungs-
beginn erheben wir eine Bearbeitungsgebihr von € 120,00. Bei spateren Absagen
(ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn) oder bei Fernbleiben wird die gesamte Teil-
nahmegebihr berechnet, sofern nicht von lhnen im Einzelfall der Nachweis einer
abweichenden Schadens- oder Aufwandshéhe erbracht wird. Die Stornoerklarung
bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt gestellt wer-
den. Fur Sach- und Vermdgensschéaden, welche OTTI zu vertreten hat, haftet OTTI
— gleich aus welchem Rechtsgrund — nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.
Erfullungsort und Gerichtsstand ist Regensburg.



Anmeldung per Fax: +49 941 29688-19

Ja, ich nehme teil an folgendem/n Modul/en:

Sol-Gel-Verfahren in der Beschichtungstechnologie
[] von 21. bis 22. November 2012 in Wirzburg (SGV 4168)
[] von 20. bis 21. November 2013 in Wiirzburg (SGV 4198)

Thermisches Spritzen
[] von 23. bis 24. Januar 2013 in Dresden (TSP 4164)
[] von 22. bis 23. Januar 2014 in Dresden (TSP 4199)

Kathodenzerstaubung — Sputtering
[] von 20. bis 21. Februar 2013 in Braunschweig (KAT 4165)
|:| von 19. bis 20. Februar 2014 in Braunschweig (KAT 4200)

Arc-Verfahren und Aufdampfen
[] von 13. bis 14. Marz 2013 in Dresden (ARC 4166)
[] von 12. bis 13. M&rz 2014 in Dresden (ARC 4201)

Galvanotechnische Verfahrens- und Anlagentechnik
[] von 17. bis 18. April 2013 in Stuttgart (GAL 4167)
[] von 02. bis 03. Mai 2014 in Stuttgart (GAL 4202)

CVD-Beschichtungstechnologien
[] von 12. bis 13. Juni 2013 in Braunschweig (CVD 4077)
[] von 14. bis 15. Mai 2014 in Braunschweig (CVD 4203)

Name

Vorname Herr/Frau/Titel
Telefon Telefax

E-Mail

Abteilung/Funktionsbereich

Firma/Institution

StraBe/Postfach

PLZ/Ort

Rechnungsadresse (nur bei Abweichung von der Anmeldeadresse)

Firma/Institution

www.otti.de V-B-2012-04-17

StraBe/Postfach

PLZ/Ort

Branche Zahl der Mitarbeiter

[] Unternehmen aus Osthayern

OTTI-Kundennummer USt-IdNr.

Datum Unterschrift

Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI),
Wernerwerkstraflie 4, 93049 Regensburg



